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(57)摘要

本发明公开了一种玻璃基板取样装置和玻

璃基板取样方法，所述玻璃基板取样装置包括带

有取样孔(11)的取样块(1)，以及固定在该取样

块(1)的一侧并覆盖所述取样孔(11)的盖板(2)，

所述取样块(1)的另一侧用于固定到玻璃基板缺

陷表面上，且玻璃基板表面缺陷保持在所述取样

孔(11)内。这样，使得玻璃基板样品不会被污染，

提升光谱仪理化分析结果的准确性。
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1.一种玻璃基板取样装置，其特征在于，该取样装置包括带有取样孔(11)的取样块

(1)，以及固定在该取样块(1)的一侧并覆盖所述取样孔(11)的盖板(2)，所述取样块(1)的

另一侧用于固定到玻璃基板缺陷表面上，且玻璃基板表面缺陷保持在所述取样孔(11)内，

所述盖板(2)为玻璃。

2.根据权利要求1所述的玻璃基板取样装置，其特征在于，所述取样块(1)由PVC、不锈

钢、铝型材或聚醚醚酮制得。

3.根据权利要求1所述的玻璃基板取样装置，其特征在于，所述取样块(1)的一侧设置

有第一双面胶布以固定于所述盖板(2)。

4.根据权利要求1或3所述的玻璃基板取样装置，其特征在于，所述取样块(1)的另一侧

设置有第二双面胶布以固定于所述玻璃基板缺陷表面。

5.一种玻璃基板取样方法，其特征在于，该取样方法包括使用缺陷检查设备查找玻璃

基板缺陷表面，并通过量具确定玻璃基板表面缺陷的位置坐标，然后将权利要求1-4中任意

一项所述的玻璃基板取样装置固定到所述玻璃基板缺陷表面，使所述玻璃基板表面缺陷保

持在所述取样孔(11)内。

6.根据权利要求5所述的玻璃基板取样方法，其特征在于，在所述玻璃基板取样装置固

定到所述玻璃基板缺陷表面之后，通过使用玻璃割刀沿着所述玻璃基板取样装置的外轮廓

将样品从整块玻璃基板上割下。

7.根据权利要求5所述的玻璃基板取样方法，其特征在于，使用卤素灯或强光手电来查

找玻璃基板缺陷表面。
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玻璃基板取样装置和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及玻璃基板生产领域，具体地，涉及一种玻璃基板取样装置和玻璃基板

取样方法。

背景技术

[0002] 在玻璃基板检查工序中，对玻璃基板表面异物进行取样后，需要通过光谱仪对其

理化分析成分。现有技术中，通过将表面具有异物的玻璃基板样本，从整块的玻璃基板上割

取，并收纳于取样袋中送到实验室进行成分分析。但在实践中，会受到多种因素影响而造成

理化分析结果不准确，例如割断玻璃基板产生的颗粒粉尘会粘附到玻璃基板样本上，玻璃

基板样本与取样袋摩擦会将异物划掉，玻璃基板样本上可能粘附其他异物，等等。

发明内容

[0003] 本发明的一个目的是提供一种玻璃基板取样装置，该取样装置能够避免玻璃基板

样品被污染，提升光谱仪理化分析结果的准确性。

[0004] 本发明的另一个目的是提供一种玻璃基板取样方法，该取样方法简单易行，能够

准确取样。

[0005] 为了实现上述目的，本发明的一个方面，提供一种玻璃基板取样装置，该取样装置

包括带有取样孔的取样块，以及固定在该取样块的一侧并覆盖所述取样孔的盖板，所述取

样块的另一侧用于固定到玻璃基板缺陷表面上，且玻璃基板表面缺陷保持在所述取样孔

内。

[0006] 优选地，所述盖板为玻璃，所述取样块由PVC、不锈钢、铝型材或聚醚醚酮制得。

[0007] 优选地，所述取样块的一侧设置有第一双面胶布以固定于所述盖板。

[0008] 优选地，所述取样块的另一侧设置有第二双面胶布以固定于所述玻璃基板缺陷表

面。

[0009] 根据本发明的另一方面，提供一种玻璃基板取样方法，该取样方法包括使用缺陷

检查设备查找玻璃基板缺陷表面，并通过量具确定玻璃基板表面缺陷的位置坐标，然后将

根据本发明提供的玻璃基板取样装置固定到所述玻璃基板缺陷表面，使所述玻璃基板表面

缺陷保持在所述取样孔内。

[0010] 优选地，在所述玻璃基板取样装置固定到所述玻璃基板缺陷表面之后，通过使用

玻璃割刀沿着所述玻璃基板取样装置的外轮廓将样品从整块玻璃基板上割下。

[0011] 优选地，使用卤素灯或强光手电来查找玻璃基板缺陷表面。

[0012] 本发明的有益效果是：通过玻璃基板取样装置对具有表面缺陷的玻璃基板进行取

样，使得玻璃基板样品不会被污染，提升光谱仪理化分析结果的准确性。

[0013] 本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
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附图说明

[0014] 附图是用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与下面的具

体实施方式一起用于解释本发明，但并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0015] 图1是根据本发明优选实施方式提供的玻璃基板取样装置的平面结构示意图。

[0016] 图2是根据图1中线A-A截取的剖面图。

[0017] 附图标记说明

[0018] 1 取样块                 11 取样孔

[0019] 2  盖板

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是，此处所描

述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明，并不用于限制本发明。

[0021] 如图1至图2所示，本发明提供的一种玻璃基板取样装置和由该取样装置实现的玻

璃基板取样方法。首先作为本发明的构思，为了避免玻璃基板样品被污染，本发明提供的玻

璃基板取样方法包括使用缺陷检查设备查找玻璃基板缺陷表面，并通过量具确定玻璃基板

表面缺陷的位置坐标，然后将本发明提供的玻璃基板取样装置固定到玻璃基板缺陷表面，

使玻璃基板表面缺陷保持在取样块1的取样孔11内。

[0022] 具体地，本发明提供的取样装置包括带有取样孔11的取样块1，以及固定在取样块

1的一侧并覆盖取样孔11的盖板2，取样块1的另一侧用于固定到玻璃基板缺陷表面上，且玻

璃基板表面缺陷保持在取样孔11内。其中，“玻璃基板样品”是指表面具有缺陷的玻璃基板。

[0023] 在本发明提供的玻璃基板取样装置中，通过将盖板2固定在取样块1的一侧，并将

盖板2覆盖取样块1上的取样孔11，将取样块1的另一侧固定到玻璃基板缺陷表面上，能够使

玻璃基板表面缺陷保持在取样孔11内，这样，盖板2、玻璃基板缺陷表面和取样孔11构成了

一个封闭的空间，使得玻璃基板表面缺陷保持在该封闭空间内，则玻璃基板样品不会被污

染，进而提升光谱仪对玻璃基板表面缺陷理化分析结果的准确性。

[0024] 为了便于查看玻璃基板表面缺陷是否放置在取样孔11内，优选地，盖板2选用玻

璃。为了防止取样块1出现吸尘、产生静电、挥发等现象，污染玻璃基板样品，优选地，取样块

1由清洁材质：PVC、不锈钢、铝型材或聚醚醚酮制得。

[0025] 具体地，取样块1的一侧设置有第一双面胶布以固定于盖板2，取样块1的另一侧设

置有第二双面胶布以固定于玻璃基板缺陷表面。

[0026] 在玻璃基板取样装置固定到玻璃基板缺陷表面之后，将没有固定取样装置的玻璃

基板的一侧放在大理石平台上，通过使用玻璃割刀沿着玻璃基板取样装置的外轮廓划线，

将样品从整块玻璃基板上掰断，完成取样。这样，割断产生的颗粒粉尘不会粘附到由盖板2、

玻璃基板缺陷表面和取样孔11构成了一个封闭的空间内，避免污染玻璃基板样品。

[0027] 此外，除缺陷检查设备外，还可以使用卤素灯或强光手电来查找玻璃基板缺陷表

面。

[0028] 综上，本发明针对玻璃基板样品易受污染，导致光谱仪对玻璃基板样品理化分析

结果不准确的问题，通过玻璃基板取样装置对具有表面缺陷的玻璃基板进行取样，使得玻

璃基板样品不会被污染，提升光谱仪理化分析结果的准确性。
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[0029] 以上结合附图详细描述了本发明的优选实施方式，但是，本发明并不限于上述实

施方式中的具体细节，在本发明的技术构思范围内，可以对本发明的技术方案进行多种简

单变型，这些简单变型均属于本发明的保护范围。

[0030] 另外需要说明的是，在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征，在不矛

盾的情况下，可以通过任何合适的方式进行组合，为了避免不必要的重复，本发明对各种可

能的组合方式不再另行说明。

[0031] 此外，本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合，只要其不违背本

发明的思想，其同样应当视为本发明所公开的内容。
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图1

图2
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